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D 95
固体粒子汚れの洗浄に及ぼす異種イオン界面活性剤共存の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡教育大学　長山芳子

【目的】互いに反対に荷電する界面活性剤の共存が、固体粒子汚れによる布の汚染性および

洗浄性に及ぼす影響について、高級アルコール硫酸エステル塩型アニオン界面活性剤と第四

級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤混合水溶液を用い検討した。

【方法】アニオン界面活性剤として硫酸ドデシル＝ナトリウムと硫酸ヘキサデシル＝ナトリウ

ム、カチオン界面活性剤としてベンジルドデシルジメチルアンモニウム＝クロIIドとベッジ

ルヘキサデシルジメチルアンモニウム＝クロリドを、固体粒子汚れとしてカーボンブラック
を精製して用いた。試験白布は綿金巾とナイロンタフタを精製したものと、さらに各界面活

性剤水溶液で40°C、2 hr前処理したもの、汚染布はこれらをカーボンブラックー四塩化炭素

溶液で湿式汚染したものである。汚染浴は界面活性剤の仝濃度を一定(S×lO″'、lslO-^ﾓ)と

し、２種類の界面活性剤を種々のモル比に混合した水溶液500個lにカーボンブラック0.05g

を超音波分散させた。汚染試験は汚染浴40°Cに試験白布(5xlOcn)3枚入れ、Terg-Otometer

(㈱興亜商会製)でみかけの汚染平衡に達するまで行った。洗浄試験は汚染試験に準じた。

汚染率(S)および洗浄率(D)は試験布の表面反射率を表裏８箇所測定し算出した。

【結果】界面活性剤希薄水溶液中では、前処理の有無にかかわらずカチオン界面活性剤のモ

ル比率が高<なるほど、Ｓは増加しＤは減少する傾向を示した。カチオン界面活性剤で前処

理後アニオン界面活性剤で洗浄した場合は、アニオン界面活性剤で前処理後カチオン界面活

性剤で洗浄した場合に比べ、Ｓは小となりＤは大となった。

D 96
界面活性剤の液晶形成と洗浄機構一非イオン界面活性剤について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲南女子大　０山田　泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州大繊維　　黒岩茂隆

［目的］これまで我々は油性汚れの洗浄に. 3成分液晶の形成が強く関与していることを

主に陰イオン界面活性剤を洗浄剤としてしらべてきた。本報告では非イオン界面活性剤を

洗浄剤として洗浄速度の測定を行ない，速度定数の温度依存，機械力依存（回転数）を決

定し洗浄棚構を検討した。また３成分相の温度変化をDSC.偏光顕微鏡で観察を行った。

［実験］相変化の観察に用いた非イオン界面活性剤は. ポリオキシエチレンオクチルフェ

ニルエーテル（CePhlOと略す) . ポリオキシエチレンフェニルエーテル（C9Ph6,C9ph20）

ポリオキシエチレンラウリルエーテル（Ci2lO,Cial5 ）である。洗浄及び洗浄速度測定に
はC9ph20,CialOを洗浄剤として用いた。また，モデル油性汚れはこれまでと同様の混合脂

肪酸を用いた。洗浄速度の測定は分光光度計を用いて行ない，測定温度は20-65 ℃で５度

間隔で行なった。また洗浄機械力は.洗浄容器（測定セル）中の回転子の回転数とし. 0,

400,490,580r.p.ID.で行なった。

［結果］偏光顧微鏡による３成分の観察では，何れの非イオン界面活性剤でも乳化相と共

に液晶の形成が認められた。洗浄速度測定から決定した脱落速度定数kiの温度依存（Arrhe
enius plots ）では. 何れの界面活性剤についても３成分液晶の形成温度付近で不連続と

なることが認められた。また同じ温度での脱落速度定数は機械力の増大に従って大となる。

C9ph20を洗浄剤とした系では，機械力の増大に従って不連続となる温度が降下することが
認められた。


